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Verfahren und Elnrichtung zur Uberpriifung von Gleichlaufabweichungen zwischen einer optischen Visiereinrichtung und
elner auf Zielpunkte richtbaren Einrichtung, insbesondere einer Waife.

&) Ein Verfahren und eine Einrichtung zur Uberpriifung 8
von Gleichlaufabweichungen zwischen einer optischen Vi-
siereinrichtung (3 — Fig. 1) und einer auf Zielpunkte richt-
baren, der Visiereinrichtung nachfithrbaren Einrichtung (2),
insbesondere einer Waffe. Es wird eine optische Priifmarke
vor dem Okular der Visiereinrichtung (3) erzeugt, durch die
Visiereinrichtung (3) ins Unendliche projiziert und von einer
schwenkbaren, vor der Visiereinrichtung angeordneten Kol-
limator-MeBkamera (5) empfangen, deren Schwenkachse

N parallel zur Schwenkachse der auf Zielpunkte richtbaren

< Einrichtung (2) eingestellt ist. Die Visiereinrichtung (3) und
die auf Zielpunkte richtbare Einrichtung (2) werden im Ele-
vationsbereich durchfahren und die Kollimator-MeBkamera

h (5) der auf Zielpunkte richtbaren Einheit (2) nachgefihrt. Die 21
Abweichung des Bildes der Priiffmarke in Hohe und Seite

ln von vorgegebenen Werten wird in der Kollimator-MeB-

kamera (5) automatisch gemessen und einer einen Mikro-

prozessor enthaltenden Auswerteeinheit zugefiihrt.
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Verfahren und Einrichtung zur Uberpriifung von Gleich-
laufabweichungen zwischen einer optischen Visierein-
richtung und einer auf Zielpunkte richtbaren Ein-
richtung, insbesondere einer Waffe. ’

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Einrichtung zur Uberprifung von Gleichlaufabweichungen
im Winkel zwischen der Visierlinie einer optischen
Visiereinrichtung und einer gegen die Visiereinrichtung
raumlich versetzt angeordneten, auf Zielpunkte richtba-
ren, der Visiereinrichtung nachfihrbaren Einrichtung,
insbesondere einer Waffe, bei dem eine optische Priifmar-
ke erzeugt und durch die Visiereinrichtung ins Unendli-

che projiziert wird.

Beim Einbau und Betrieb einer optischen Visiereinrich-
tung, der eine auf Zielpunkte richtbare Einrichtung,
beispielsveise eine Waffe, nachgefiihrt werden soll,
kénnen mechanisch oder elektrisch bedingte Stdrfaktoren
auftreten, die den exakten Synchronlauf der Bewegung der
Visierlinie mit der Bewegung der auf Zielpunkte richtba-
ren Einrichtung beeintrédchtigen. Es ist daher erforder-
lich, den Gleichlauf zwischen den beiden Einrichtungen

in bestimmten Zeitabstdnden zu Uberpriifen.

Hierzu ist es bekannt, vor der Visiereinrichtung inner-
halb des Elevationshereiches der Visierlinie in min-
destens zwei bestimmten Winkelstellungen MeBlkameras

o -

anzuocrdnen, uobel mit einem Fadenkreuzprojekler in der

Brennebenty mcemm e o m e e e e e
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der MeBkameras éuf zwel senkrecht zueinander stehenden
Fotodioden-Zeilen optische Strichmarken abgebildet
werden; durch deren Lageabweichung von einer Sollstelle
eine Aussage iliber den Gleichlauffehler gemacht werden
kann. Dieses bekannte Verfahren hat jedoch den Nachteil,
daB nur fir zvei eng begrenzte Winkelbereiche MeBaussa-
gen gewonnen werden kdnnen und keine kontinuierliche
Ausmessung des gesamten Elevationsbereiches méglich
ist.Dieses bekannte Verfahren ist auch mit Kollimatoren
durchfiihrbar, wobei mindestens zwei Winkel angefahren

wverden.

Bei einem anderen bekannten Verfahren (DE-0S 29 51 108)
vird an der auf Zielpunkte richtbaren Einrichtung ein
Spiegel angeordnet, der ein von einer in der Visierein-
richtung angeordneten optischen Priifmarke ausgehendes
Lichtbiindel reflektiert. Das Reflexionsbild wird mit der
Priifmarke im Okular zur Deckung gebracht. Die Visierein-
richtung und die auf Zielpunkte richtbare Einrichtung
verden anschlieBend im Elevationsbereich durchfahren und
die Abweichung des Reflexionsbildes in HBhe und Seite

wird gemessen.

Ein Nachteil dieses bekannten Verfahrens ist die schwere
Handhabbarkeit des volumindsen Spiegels auf der auf
Zielpunkte richtbaren Einrichtung. Der Spiegel ist
empfindlich gegen Beschi@digungen und daher ungeeignet
fir einen Einsatz im Geldnde. Weiterhin werden bei dem
bekannten Verfahren die MeBergebnisse nicht automatisch

ausgegeben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe, ein Verfashren und eine
Einrichtung der eingangs erwdhnten Art zu schaffen, bei
denen Gleichlaufabweichungen Uber den cesawten Eleva-
tionsbereich kontinuierlich gemessen werdern kénnen.

Hierbei sollie kein Eingriff in einc vorhendene
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Visiereinrichtung notwendig sein, das Verfahren sollte
eine hohe Genauigkeit besitzen und die Einrichtung so
ausgebildet sein, daB eine Durchflihrung des Verfahrens
auch unter erschwverten Bedingungen, beispielsweise beim
Einsatz im unbefestigten Gel&dnde, méglich ist, wobei
Hebezeuge nicht angewendet werden sollten und eine
Horizontierung der auf Zielpunkte richtbaren Einrichtung
nicht notwendig sein sollte. Weiterhin sollte eine

automatische Ausgabe der MefBlergebnisse midglich sein.

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemdB durch
ein Verfahren mit den Merkmalen aus dem kennzeichnenden
Teil der Patentanspriiche 1 oder 2 sowie eine Einrichtung
mit den Merkmalen aus dem kennzeichnenden Teil des
Patentanspruchs 3. Die Messung erfolgt entweder durch
direkten Einblick in den Kollimator oder automatisch

unter Verwendung einer Kollimator-MeBkamera.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen der erfindungsgem&aBen

Einrichtung sind in den Unteranspriichen beschrieben.

Mit dem erfindungsgemdBen Verfahren ist eine kontinuier-
liche Messung der Gleichlaufabweichungen Uber den gesam-
ten Elevationsbereich méglich, wobel gleichzeitig auch
Abweichungen in seitlicher Richtung und eine winkelver-
setzte Lagerung von Schwenkachsen der Visiereinrichtung
oder der auf Zielpunkte richtbaren Einrichtung erfassbar

sind.

Die Erfindung bietet dariber hinaus den Vorteil, da8
sich bei Anwendung des Verfahrens'auf eine Waffe auch
die fir einen Zielvorgang erforderlichen Aufsatz- und
Vorhaltwinkel exakt bestimmen und iUberprifen lassen.
ferner kann die entfernungsabhangige Parallaxenkorrektur

gemessen werden.
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Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemidBen Einrichtung
besteht darin, daB sie einfach zu montieren und zu
handhaben ist und daB sie mit geeignet modifizierten MeB-
kamerahalterungen universell einsetzbar ist, wobei im
Vergleich zu bekannten Einrichtungen zur Uberpriifung des
Gleichlaufs eine erhdhte Genauigkeit und eine gréBere
Robustheit erreicht werden und die Messung automatisch
ohne die Unsicherheiten einer manuellen Einstellung und
Ablesung vor sich geht.

Das erfindungsgemédBe Verfahren sowie die Einrichtung
sind insbesondere geeignet zur Uberpriifung von Gleich-
laufabweichungen zwischen dem Periskop und der Waffe
eines Kampfpanzers, es sind aber auch andere Anwvendungs-

arten méglich.

So kdnnte das erfindungsgemédBe Verfahren und eine ent-
sprechende Einrichtung auch im Zusammenhang mit Artille-~
rieeinheiten, bei denen mehrere Geschiitze von einem
Richtgerdt aus gesteuert werden , oder auch bei Raketen-

abschuBBvorrichtungen eingesetzt werden.

Weiterhin ist ein Einsatz in anderen technischen Be-
reichen méglich, beispielsweise bei der Steuerung eines
radioastronomischen Teleskops , das einem optischen

Fernrohr nachgefihrt werden soll.

Im folgenden wird anhand der beigefigten Zeichnungen ein
Ausfithrungsbeispiel fir eine erfindungsgeméBe Einrich-
tung und die Durchfihrung des erfindungsgemé@ien Verfah-

rens naher erliutert.
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In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 schematisch einen Kampfpanzerturm, an dem eine
Einrichtung zur Gleichlaufiberpriifung von Waffe
und Periskop angeordnet ist;

Fig. 2 in schematischer,gegeniiber Fig. 1 vergrédBerter
Darstellung einen Ausschnitt der Einrichtung
nach Fig., 1 im Bereich des Periskops am Kampf-
panzerturm ;

Fig. 3 in schematischer,gegeniiber Fig. 2 vergrdBerter
Darstellung einen Fadenkreuzprojektor vor
dem Okular des Periskops; '

Fig. 4 ein Blockschaltbild einer Kollimator-MeB-
kamera, angeschlossen an eine elektronische
Ansteuer- und Auswverteeinheit;

Fig. 5 in schematischer perspektivischer Darstellung
eine Halterungsvorrichtung fiir die Kollimator-

meBkamera bei einer Einrichtung nach Fig. 1.

In Fig. 1 ist ein Kampfpanzerturm 1 dargestellt, an dem
eine Waffe 2 angeordnet ist, die in ihrer Grundstellung
und einer um den Winkelg nach oben geschwvenkten Stel-
lung dargestellt ist. Weiterhin ist am Kampfpanzerturm 1
rdumlich versetzt gegen die Waffe 2 ein Periskop 3
angeordnet, das in bekannter und in Fig. 2 naher darge-
stellter Weise ein Okular 33, einen Umlenkspiegel 31
sovie einen schwenkbaren Ausblickspiegel 32 in dem den

Kampfpanzerturm 1 iiberragenden Ausblickteil 34 aufveist.

Auf den Kampfpanzerturm 1 ist im Bereich des Ausblick-
teils 34 des Periskops 3 eine Hélterungsvorrichtung 4
aufgesetzt, die in ihren Einzelheiten weiter unten n&her
beschrieben wird und an der schwenkbar eine Kollimator-
MeBkamera 5 angeordnet ist, die mittels einer Stellvor-

richtung 6 der Visierlinie V des Periskops 2 nachoe-
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fihrt werden kann, wobei die Visierlinie V mit der
Horizontalen den Winkelol ' einschlieBt. Eine nicht
dargestellte und an sich bekannte Nachfiihrvorrichtung
fihrt die Waffe 2 so, daB8 ihre Rohrseelenachse R paral-
lel zur Visierlinie V verl&duft und somit die Winkelgol ,

od ' bis auf Gleichlaufabweichungen iibereinstimmen.

An der Waffe 2 ist zur Bestimmung ihrer Neigung ein
elektrischer Neigungsgeber 7 angeordnet, wdhrend an der
Kollimator-MeBkamera 5 ein elektrischer Neigungsgeber 8
angeordnet ist. Weiterhin ist an der Grundplatte 40 der
Halterung 4 eine Libelle 46 und an der Kollimator-MeBka-
mera 5 eine Libelle 45 angeordnet, die jeweils zur
genauen Ausrichtung der Halterungsvorrichtung 4 auf dem
Dach des Kampfpanzerturms 1 und zur Anpassung der
Schvenkachse 47 der Kollimator-MeBkamera 5 an die
Schvenkachse 21 der Waffe 2 dienen.

Vor dem Okular 33 des Periskops 3 ist mittels einer
Halterung 10 ein in Fig. 3 genauer dargestellter Faden-
kreuzprojektor 9 losbar befestigt. Der Fadenkreuzprojek-
tor 9 besitzt ein Objektiv 90, das mittels einer Ver-
stellvorrichtung 91 in zwei zur optischen Achse senk-
rechten Richtungen verstellbar ist. Zwischen dem Objek-
tiv 90 und dem Okular 92 ist ein Strahlteiler ‘93 ange-
ordnet. Eine als Fadenkreuz ausgebildete Priifmarke ist
zvischen einer Beleuchtungsvorrichtung 34 und dem
Strahlteiler 93 angeordnet, wdhrend zwischen dem Okular
92 und dem Strahlteiler 93 eine Okularstrichplatte 96
angeordnet ist. Im Periskop 3 ist weiter in nicht eigens
dargestellter und bekannter Weise ein weiteres Faden-

kreuz angeordnet.
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Der Fadenkreuzprojektor 9 ist so angeordnet, daB sein
Objektiv 90 etwa im Abstand der Austrittspupille des
Okulars 33 am Periskop 3 liegt. Das Objektiv 90 des
Fadenkreuzprojektors wirkt als Kollimator-Objektiv, d.h.
die Bilder des Fadenkreuzes 95 sowie der ebenfalls ein
Fadenkreuz darstellenden Okularstrichplatte 96 werden
ins Unendliche abgebildet. Das Fadenkreuz 95 und das
Fadenkreuz 96 liegen auf der gleichen optischen Achse.
Durch Verschieben des Objektivs 90 mittels der Verstell-
vorrichtung 91 kann der parallele Strahlengang durch das
Okular 33 des Periskops so justiert werden, daB bei
Beobachtung durch das Okular 92 des Fadenkreuzprojektors
9 das als Doppelfadenkreuz ausgebildete Fadenkreuz 96
das im Periskop 3 angeordnete Fadenkreuz umschlieBt.
Beim Einschalten der Beleuchtung 94 wird dann das Faden-
kreuz 95 in der gleichen Weise auf das Fadenkreuz des
Periskops 3 projiziert. Das Testfadenkreuz 95 liegt
damit genau auf der Visierachse des Periskops 3 und das
von ihm ausgehende Strahlenbiindel verlaBt das Periskop 3
tiber den Ausblickspiegel 32, um in der Kollimator-

MeBkamera 5 empfangen zu werden.

In Fig. 4 ist die an der Halterung 4 befestigte Kollima-
tor-MeBkamera 5 in einem Schaltbild genauer dargestellt.
Es handelt sich um eine an sich bekannte Videokamera mit
einem Objektiv 50, dem ein Strahlteiler 51 nachgeschal-
tet ist. Das einfallende Strahlenbiindel wird in zvei
Teilbiindel zerlegt, von denen eines auf eine Fotodioden-
Zeile 52h und das andere auf eine Fotodioden-Zeile 52s
auftrifft. Auf diese Weise kdnnen Hohen- und Seitenver-
schiebungen des einfallenden Strahlenbindels gegeniber
der optischen Achse des Objektivs 50 festgestellt
verden. Die fotodioden-Zeilen 52h und 52s sind iber

Videcverstédrker 53h bzw. 53s und Digitalisierungsvor-
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richtungen 54h bzw. 54s an eine Ansteuer- und Ausverte-
einheit 11 angeschlossen, die einen Mikroprozessor und
einen Speicher enthdlt. Die Kollimator-MeBkamera 5
enthédlt weiterhin eine Vorrichtung 55 zur Takterzeugung
sovie eine Vorrichtung 56 zur Regelung der Helligkeit.

An die Ansteuer- und Ausverteeinheit 11 sind ein Anzei-
gedisplay 15, auf dem die gemessenen Winkelabweichungen
in Strich angegeben werden sowie ein Drucker 16 zum

Ausdrucken einer Abweichungskurve angeschlossen.

Weiterhin sind der mit der Waffe 2 verbundene elektri-
sche Neigungsgeber 7 sowie der mit der Kollimator-MeBka-
mera 53 verbundene elektrische Neigungsgeber 8 iiber
Filter 12 bzw. 13 und einen Analog-Digital-Wandler 14 an
die Ansteuer- und Ausverteeinheit 11 angeschlossen. Die
von den Neigungsgebern 7 und 8 abgegebenen Werte werden
in der Ansteuer- und Auswerteeinheit 11 ausgewertet und
ggf. angezeigt oder ausgedruckt. SchlieBilich kann an die
Ansteuer- und Auswverteeinheit 11 noch eine Vorrichtung
17 angeschlossen sein, die die Ansteuerung der Stellvor-
richtung 6 zur Nachfilhrung der Kollimator-MeBkamera 5
bewvirkt. Diese Vorrichtung 17 muB aber nicht unbedingt
vorhanden sein, da bei einfacheren Ausfiihrungsformen die
Nachfithrung der Kollimator-MeBkamera 5 ggf. auch von
Hand erfolgen kann.

Die Halterung zur schwenkbaren Befestigung der Kollima-
tor-MeBkamera 5 vor dem Periskop 3 ist in Fig. 5 genauer
dargestellt.
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Sie besitzt eine Grundplatte 40, an deren einem Ende
Laschen 42 angeordnet sind, an denen ein Bigel 41 um
eine Achse 47 schwenkbar angeordnet ist. Zwischen den
Laschen 42 befindet sich in der Grundplatte 40 ein
Auschnitt 43, der so ausgebildet ist, daB die Grund-
platte 40 auf das Dach des Kampfpanzerturms 1 so auf-
setzbar ist, dafl die Schwenkachse 47 mindestens angeni-
hert mit der Drehachse des Ausblickspiegels 32 im Peris-
kop 3 fluchtet. Diese Ubereinstimmung der beiden
Schwenkachsen braucht nicht exakt zu sein, sondern muB
nur der Bedingung geniligen, da8 in allen Stellungen
innerhalb des mit der Kollimator-MeBkamera 5 zu durch-
fahrenden Bereiches noch Licht vom Periskop 3 in das

Objektiv 50 gelangen muf,

Der Biigel 41 soll an der Grundplatte 40 in einem hoch-
prazisen Lager gefihrt sein. Die Grundplatte 40 kann fir
verschiedene Fahrzeugtypen verschieden ausgebildet sein.
Sie kann feinjustierbar auf dem Kampfpanzerturm 1 ange-
ordnet werden, wobei ihre Lage durch eine Libelle 46

kontrollierbar ist.

Die Durchfithrung der Messung geschieht in der nachste-

hend beschriebenen Weise:

Nachdem die Halterung &4 mit z.B. einem Magnetspannsatz
auf dem Dach des Kampfpanzerturms 1 befestigt ist, wird
die am Biigel 41 justierbar angeordnete Kollimator-MeBka-
mera 5 zun#dchst solange justiert, bis, beobachtet durch
das Okular 33 des Periskgps 3, ein in der MeBkamera
angeordnetes beleuchtetes Fadenkreuz und das Fadenkreuz
des Periskops 3 sich in etwa decken. Damit ist zuné&chst

gewdhrleistet, dafl die Kollimator-MeBkamera 5 im MeBbe-
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- 10 -

vor dem Ausblick des Periskops 3 positioniert ist. Mit
Hilfe der Justiereinrichtung 48a, 48b an der Grundplatte
40 wird unter Zuhilfenahme einer Libelle an der Schild-
zapfenachse der Waffe 2 und einer weiteren Libelle 45 am
Bligel 41 die Schwenkachse 47 parallel zur Schildzapfen?
achse 21 ausgerichtet. Dann wird der Fadenkreuzprojektor
9 vor dem Okular 33 des Periskops 3 montiert und nach
Justierung des Objektivs 90 in der oben beschriebenen
Weise und Einschaltung der Beleuchtungsvorrichtung 94
die Priifmarke in die Kollimator-MeBkamera 5 hineinproji-
ziert. Es erscheint an der Anzeige- und Auswerteeinheit
eine entsprechende Anzeige in Seite und Hdhe.

Die Waffe kann nun in beliebigen Schritten durch den
gesamten Elevationsbereich bewegt werden und die ent-
sprechenden Winkelabweichungen zwischen Waffe und Peris-
kop werden gemessen, ausgewertet und angezeigt bzw.
ausgedruckt.

Die Justiervorgidnge vor Beginn der Messung k@nnen auch

in folgenden Schritten zusammengefaBlt werden:

a) Paralleljustierung Rohrseelenachse R zur Visier-
linie V des Periskops;

b) Parallel justierung optische Achse Kollimator-MeB-
kamera 5 zur Visierlinie V des Periskops;

c) Definition des Neigungswinkels der Schwenkachse
der Waffe 2 zum Erdsystem (Libelle);

d) Ubertragung des Neigungswinkels der Schwenkachse
der Waffe auf die Schwenkachse 47 der Kollimator-
meBkamera 5 (Libellen).
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Patentanspriche:

Verfahren zur Uberprifung von Gleichlaufabweichungen

im Winkel zwischen der Visierlinie einer optischen
Visiereinrichtung und einer gegen die Visiereinrichtung
rdumlich versetzt angeordneten, auf Zielpunkte richtba-
ren, der Visiereinrichtung nachfiihrbaren Einrichtung,
insbesondere einer Waffe, bei dem eine optische Prifmar-
ke erzeugt und durch die Visiereinrichtung ins Unend-
liche projiziert wird, dadurch gekennzeichnet, daB die
optische Prifmarke (95) vor dem Okular (33) der Visier-
einrichtung (3) erzeugt und das Bild der Priifmarke (95)
von einem in Hohe und Winkel verstellbaren Kollimator
(5) empfangen wird; daB die Schwenkachse (47)

des Kollimators (5) parallel zur Schwenkachse

(21) des auf Zielpunkte richtbaren Elementes (2) einge-
stellt wird; daB anschlieBend die Visiereinrichtung (3)
und die auf Zielpunkte richtbare Einrichtung (2) im
Elevationsbereich durchfahren werden, wobei der Kollima-
tor (5) der auf Zielpunkte richtbaren Einrichtung (2)
nachgefiihrt wird und die Abweichung des Bildes der
Prifmarke (95) in HEhe und Seite von vorgegebenen

Werten in dem Kollimator (5) gemessen wird.
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Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB als Kollimator eine Kollimator-MeBkamera (5) dient
und die Abweichung des Bildes der Prifmarke automatisch
gemessen wird,

Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
Anspruch 2, gekennzeichnet durch einen vor dem Okular
(33) der Visiereinrichtung (3) anbringbaren Fadenkreuz-
projektor (9) und eine in der Visierlinie der Visierein-
richtung (3) l6sbar befestigbare, in Hdhe und Winkel
justierbare, der Schwenkung der Visierlinie nachfiihrbare
Kollimator-MeBkamera (5), wobei an der auf Zielpunkte
richtbaren Einrichtung (2) und an der Kollimator-MeBka-
mera (5) jeweils ein elektrischer Neigungsgeber (7, 8)
zur Abgabe eines dem jeweiligen Schwenkwinkel UJ,Q) )

entsprechenden Signals angeordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daB an der Kollimator-MeBkamera (5) eine Libelle (45)
oder ein zweiter elektrischer Neigungsgeber angeordnet
ist, zur Bestimmung der Lage ihrer Schwenkachse (47) im

Raum.
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Einrichtung nach Anspruch 3 oder 4; gekennzeichnet
durch eine von den elektrischen Neigungsgebern (7, 8)
gesteuerte Stellvorrichtung (6) zur Nachfiihrung der

Kollimator-MeBkamera (5) in Bezug auf die Visierlinie

(V).

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB der Fadenkreuzprojektor (9) ein
Okular (92), ein in zwei Richtungen senkrecht zur opti-
schen Achse justierbares Kollimator-Objektiv (90) sovie
einen in der optischen Achse angeordneten Strahlteiler
(93) zur Einblende des von einer Beleuchtungsvorrichtung
(94) kommenden, eine Teststrichplatte (95) durchlaufen-
den Projektionsstrahlenbiindels aufweist.

Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daB zwischen dem Okular (92) und dem Strahlteiler (93)
des Fadenkreuzprojektors (9) eine Okularstrichplatte
(96) angeofdnet ist.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die Kollimator-MeBkamera (5) eine an
sich bekannte Video-Kamera ist, mit einem hinter dem
Objektiv (50) angeordneten Strahlteiler (51) sowie zvei
Fotodioden-Zeilen (52h, 52s) zur Aufnahme von HBhen- und
Seitenverschiebungen des einfallenden Strahlenbiindels,
die an eine elektronische Ansteuer- und Auswerteeinheit

(11) angeschlossen ist.
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Einrichtung nach Anspruch B, dadurch gekennzeichnet,
daB die elektronische Ansteuer- und Auswverteeinheit (11)

einen Mikroprozessor enthilt.

Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

daB an die elektronische Auswerteeinheit die elektri-
schen Neigungsgeber (7, 8) an der auf Zielpunkte richt-
baren Einrichtung (2) und der Kollimator-MeBkamera (5)
sowie die Stellvorichtung (6) zur Nachfihrung der Kolli-

mator-MeBkamera (5) angeschlossen sind.

Einrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB an die elektronische Auswerteeinheit (11)
eine Anzeigevorrichtung (15) und/oder ein Drucker (16)

zur Aufzeichnung der Ergebnisse angeschlossen ist.

Einrichtung nach Anspruch 10 oder 11,dadurch gekenn-
zeichnet, daB Linearitédtsdifferenzen der beiden elektri-
schen Neigqungsgeber (7, 8) durch den Mikroprozessor

ausgleichbar sind.
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Einrichtung nach einem der Anspriche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daB die Bestimmung des Gleich-
laufs und des Lotablaufs automatisch, programmgesteuert

durch den Mikroprozessor erfolgt.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 13, zur
Anvendung an einem Kampfpanzer, der als Visiereinrich-
tung ein Periskop aufweist, gekennzeichnet durch eine
Halterungsvorrichtung (4) fir die Kollimator-MeBkamera 5
mit einer auf den Kampfpanzer (1) aufsetzbaren Grund-
platte, an deren einem Ende ein schwenkbarer Biigel (41)
angeordnet ist, der an seinem freien Ende die Kollima-
tor-MeBkamera (5) trdgt, wobei die Grundplatte (40) im
Bereich der Schwenkachse (47) des Biigels (41) einen
Ausschnitt (43) aufweist, der so ausgebildet ist, daB
sie an den Ausblickteil des Periskops (3) so ansetzbar
ist, daB die Schwenkachse (47) des Biigels (41) minde-
stens anndhernd mit der Drehachse des Ausblickspiegels
(32) des Periskops (3) fluchtet und zwischen der Grund-
platte (40) und dem Biigel (41) die Stellvorrichtung

(6) angeordnet ist.



Fig. 1
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Fig 3
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